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摘 要

本論文探討以電濕潤原理應用於平面顯示器的一項次世代新技術，在實驗中發現將一顆液體滴在鍍有ITO玻璃上當ITO與

液體介面間的電壓改變時，表面張力也會隨著變化並改變液體與介面的接觸角，且這種操作是可逆的，這就是所謂的「電

濕潤現象」（Electrowetting, EW）。若在施加電壓的ITO玻璃表面鋪上數個微米的超疏水絕緣薄膜，可以有效地提升操作

可靠度，也避免了電解現象所造成的電極破壞與液體的解離。此現象稱「絕緣層電濕潤現象」

（Electrowetting-On-Dielectric, EWOD）。隨後研究將有油性藍色顏料滴在一個微形的容器中，最上面再鋪了一層水，一

但ITO電極與水之間施加電壓,其接觸面的張力會發生變化將油性藍色顏料擠到一邊,此動作便是電濕潤顯示

（Electroweeting Display）原理。 所以電濕潤顯示原理既為液體在一個超疏水絕緣層上，因靜電力場作用而產生的Wetting

現象，此超疏水絕緣層可以用改變表面化學成分或表面微結構的方式來控制Wetting性能。本文將透過改變表面微結構的方

式(既表面粗糙化)，加以研究及探討。 期望經由本文對表面粗化特性分析與探討。相信在電濕潤顯示（Electroweeting

Display）之應用領域及設計方面有相當的助益。
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